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1. 서론

최근 MEMS(Micro-Electro-Mechanical-System)기술

이 적용된 의료용 압력 센서의 연구 개발이 지속되고 

있다. 이 중 혈관 내 압력 측정 센서는 복잡한 혈관 

및 생체 구조로 발생하는 기생 커패시턴스 등 신호 

방해물로 인해 정확한 측정의 어려움을 가지고 있다. 

따라서 혈관 내 압력 변화와 송수신 코일 간 거리에 

따른 신호 변화 양상을 예측하고 분석하는 것이 중요

하다. 본 연구에서는 MEMS 기술을 사용하여 실리콘 

웨이퍼 및 SU-8 폴리머 기반의 압력 센서를 제작하고 

이론 공식 수치와 측정 신호 간의 비교 및 분석을 진행

하였다. 

2. 실험

가로, 세로 4.36mm, 너비 28.2μm, 간격 25.9μm 크기

의 24턴의 나선형 인덕터와 반지름 498.8μm, 공동 간

격 10μm의 커패시터를 집적화한 센서를 제작, 측정 

실험에 사용하였다. 측정 거리와 압력 변화 변수 영향

성을 분석하기 위해 Fig. 1과 같이 장비를 구성하였다. 

제작된 센서 크기와 신호 민감도를 고려하여 5턴의 

안테나를 네트워크 분석기에 연결하였다. 거리, 압력 

변수는 센서 고정체와 진공 챔버 및 컨트롤러를 통해 

조절하였고 노이즈 제거를 위해 플라스틱 트위저, 

PDMS 블록을 사용하였다. 거리 측정은 안테나로부터 

4mm, 압력 측정은 챔버 내 압력 50mmHg까지 변화를 

주어 측정되는 전기적 위상 신호를 분석하였다.

Fig. 1 Measurement setup to check electrical signal by variation 

of distance and pressure

Fig. 2 Phase vs. frequency by variation of distance and pressure

3. 결과 및 토의

제작한 센서는 이론 공식과 시뮬레이션 프로그램 결

과를 통해 I(인덕턴스) 2.449μH, C(커패시턴스) 

0.2204pF 및  (공진 주파수) 216.64MHz로 예측하였

고 측정된   207.5MHz를 통해 C값 0.2402pF, 공동 

간격 9.17μm을 유추할 수 있었다. 이론 공식에 사용한 

규격은 측정한 값들의 평균값을 사용하였고 마지막 

상, 하판의 부착 공정 이후 커패시터 외의 범위에서 

공기층이 확인되었다. 따라서 오차는 실리콘 웨이퍼 

위치별 제작 공정 중 환경이 달라지는 것과 부착 상태

의 미흡함으로 분석할 수 있다. 

각 변수를 정리한 Fig. 2에서 측정 거리가 증가할수

록 신호의 진폭이 줄어들고, 챔버 내 압력이 증가할수

록 공진주파수가 작아지는 경향이 확인되었다. 이는 

상호인덕턴스의 값이 거리가 멀어지면서 줄어들게 

되고 증가한 압력에 의해 커패시터 사이 공동 간격이 

줄어들면서 C값이 증가하기 때문으로 볼 수 있다.

4. 결론

의료용 압력 센서의 적용 범위 중 혈관 압력 측정 

센서를 SU-8을 기반으로 제작 및 특성 평가를 진행하였

다. 실험 결과는 이론 공식을 통해 드러나는 값과 유사하

며 일치하는 경향성이 측정되었다. 이후, 정확성 높은 

평가를 위해 인공 심장 순환 시스템 및 의료 스텐트와 

결합한 평가가 진행된다면, 실제 도입 가능 수준을 높일 

수 있을 것이라 기대한다.
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